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DESCRIPCION

Dispositivo de mando para un aparato eléctrico y proceso de interpretacion para este dispositivo de mando

Campo de aplicacién y estado de la técnica

[0001] La invencion se refiere a un dispositivo de mando para un aparato eléctrico y un proceso para interpretarlo,
donde el dispositivo de mando presenta un cuadro de mando variable en la forma o elastico, dentro del cual dispone
de al menos un sensor piezoeléctrico.

[0002] Del documento DE-A 198 11 372 se desprende disponer en una placa de coccién como elementos de control,
bajo su marco de acero inoxidable sensores piezoeléctricos. Con estos se puede registrar como una accion de
control cuando un operador pone un dedo sobre la zona que esta por encima del sensor piezoeléctrico. Sin embargo
colocar los sensores piezoeléctricos en la parte inferior del cuadro de mando es relativamente caro, al igual que el
contacto eléctrico.

[0003] El documento GB-A 2 426 344 describe un dispositivo de mando con un panel de mando que dispone de
elementos de control para un vehiculo, en el cual los elementos de control individuales de su parte trasera pueden
iluminarse o irradiarse a través de los elementos luminosos. En este caso, los elementos luminosos estan colocados
en una parte trasera de un circuito impreso translicido o semitranslicido situado debajo o detras de los elementos
de control, e iluminan elementos de control a través del circuito impreso. Para reconocer un accionamiento del
dispositivo de mando estan previstos sensores dispuestos sobre la parte delantera del circuito impreso, dando la
cara al panel de mando. El circuito impreso sirve en este caso como placa de soporte tanto para los elementos
luminosos como para los sensores, los cuales estan situados en el lado del circuito impreso que da la cara al panel
de mando. Los sensores estan dispuestos por consiguiente entre el circuito impreso y el panel de mando y pueden
ser iluminados asimismo mediante la radiacién luminosa de los elementos luminosos, de modo que el panel de
mando todavia recibe una cantidad de luz suficiente. Se describe que se prefiere usar como sensores sensores de
proximidad, no obstante también son adecuados sensores capacitivos 0 sensores piezoeléctricos.

[0004] En el documento EP-A 0 512 124 se muestra un teclado que presenta una mayoria de elementos
piezoeléctricos en forma de disco situados detras de una lamina protectora respectivamente entre dos superficies de
contacto en las escotaduras de una base que comprende una placa de soporte rigida. En este caso, los elementos
piezoeléctricos estan dispuestos entre la placa de soporte y la lamina protectora, es decir, en la parte delantera de la
placa de soporte, que da la cara a la lamina protectora. Las escotaduras para los elementos piezoeléctricos se
forman como cavidades escalonadas de una placa de soporte. La placa de soporte consiste en un circuito impreso
rigido, que se configura simultaneamente para la recepcion de fuerzas de flexion que se ejercitan sobre los
elementos piezoeléctricos cuando la lamina protectora de estos elementos se carga con una presion,
preferiblemente la yema del dedo, mediante un accionamiento del dispositivo de mando. En el documento US-B
6,310,428 se describe un conmutador de presion piezoeléctrico que produce una sefial de realimentacién acustica
mediante un accionamiento. Ademas el conmutador presenta un elemento piezoeléctrico situado en la parte interior
de una carcasa, donde una presion aplicada sobre esta carcasa, por un usuario por ejemplo, hace que se produzca
una sefal eléctrica por el elemento piezoeléctrico y dependiendo de esto se emite la sefial de realimentacion
acustica.

[0005] En el documento DE-A 103 59 561 se describe también un elemento de control para un aparato
electrodoméstico que asimismo puede colocarse debajo de un panel de mando, como por ejemplo una placa de
vitroceramica de una placa de coccion. Para reconocer el accionamiento del panel de mando, el elemento de control
presenta un sensor sensible al contacto, que, a su vez se basa en un emisor y dos receptores. Se describe que
pueda utilizarse un sensor piezoeléctrico como sensor sensible al contacto entre otros.

[0006] El documento DE-C 101 31 243 muestra un sensor de proximidad capacitivo con dos electrodos sensores
que se caracteriza por una disposicion especial de ambos electrodos sensores entre si.

Tareay solucidn

[0007] La invencion se basa en la tarea de crear el dispositivo de mando mencionado anteriormente y un proceso
para interpretarlo, con los que se pueden evitar las desventajas del estado de la técnica y en especial hace posible
tanto una disposicion como una conexion seguras y faciles, incluso con un ndmero mayor de sensores
piezoeléctricos.

[0008] Esta tarea se resuelve con un dispositivo de mando con las caracteristicas de la reivindicacién 1 asi como un
método para interpretar las caracteristicas del apartado 27. Las ventajas y las configuraciones preferidas de la
invencion se tratan en los apartados siguientes y se explican de forma mas detallada como sigue. El texto de las
reivindicaciones pasa a formar parte del contenido de la descripcion a través de referencia explicita.
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[0009] Segun la invencién se prevé que se disponga el al menos un sensor piezoeléctrico en la parte trasera de un
circuito impreso y en especial que se fije en ella. El circuito impreso se sitla y se fija en su superficie en el lado
inferior del cuadro de mando con su parte delantera opuesta. Por consiguiente, el sensor piezoeléctrico no se fija
directamente en el lado inferior del cuadro de mando, lo cual elevaria los costes en el caso de un gran nimero de
sensores piezoeléctrico, sino que se fija de forma indirecta. En este caso, se prevé preferiblemente que el cuadro de
mando sea o forme parte de un marco o una placa frontal del aparato eléctrico. La fijacion del al menos un sensor
piezoeléctrico en el circuito impreso puede realizarse a través de procesos técnicos convencionales en serie y a gran
escala que ya estan probados, tal y como se lleva a cabo en el montaje de circuitos impresos. Ademas, el circuito
impreso puede prefabricarse con al menos un sensor piezoeléctrico como médulo de tal manera que este modulo
durante el montaje del aparato eléctrico solo tiene que conectarse o fijarse al cuadro o marco de mandos o al panel
frontal de un aparato eléctrico. Asi se puede llevar a cabo un montaje exacto del dispositivo de mando con una
funcién precisa, para lo que es importante el montaje mecanico.

[0010] Ventajosamente se pueden disponer en el circuito impreso varios sensores piezoeléctricos para varios
elementos de control. De forma especialmente ventajosa, posiblemente con la excepcion de un interruptor mecanico
de apagado/encendido, todos los elementos de control del dispositivo de mando se realizan a través de sensores
piezoeléctricos de este tipo, y en especial del mismo tipo. Esto disminuye los costes de fabricaciéon. En este caso se
pueden disponer varios sensores piezoeléctricos relativamente cerca unos de otros con suficiente precision de
capacidad de servicio. Incluso es posible mantener una menor distancia de unos a otros que la longitud o anchura
de un sensor piezoeléctrico. De esta forma también se pueden configurar elementos de mando lineales conocidos
como "Slider" (deslizadores) que se elaboran con elementos sensores capacitivos gracias a la informacién que se
desprende, por ejemplo, del documento DE 102004024835 B3, del DE 102004044355 o del DE 102005018298, a
los que aqui se remite de forma explicita.

[0011] Un sensor piezoeléctrico para el dispositivo de mando se configura ventajosamente en forma de disco o como
disco delgado o plano. Entonces el sensor se fija con uno de sus lados planos al circuito impreso, por ejemplo
mediante adhesién o soldadura. En otras configuraciones de la invencion, un sensor piezoeléctrico puede presentar
un disco de ceramica piezoeléctrica. Este disco de cerdmica piezoeléctrica se puede conectar con una membrana
de metal, en particular se adhieren entre si. El sensor piezoeléctrico presenta tanto en la parte superior como en la
parte inferior una conexion eléctrica. Ventajosamente es una conexion plana, lo que facilita la conexién o el contacto
eléctrico en ambas partes. Esencialmente se conoce la estructura de un sensor piezoeléctrico de este tipo.

[0012] En el circuito impreso, en un punto en el que debe haber un sensor piezoeléctrico, estan previstas areas de
contacto. En particular, estas se forman como pistas en el circuito impreso o se conectan a él, donde las lineas de
contacto que se desvian también pueden usarse como pistas. Por tanto, para que se produzca el contacto eléctrico
se fija un sensor piezoeléctrico en el area de contacto, para lo cual se puede utilizar ventajosamente un pegamento
electroconductor, llamado adhesivo conductor o de forma alternativa se puede soldar. Pegarlo de esta forma
posibilita una fijacion fiable y que se produzca la conexion eléctrica de forma facil.

[0013] Otro o un segundo contacto eléctrico tiene el sensor piezoeléctrico en la parte que se desvia del circuito
impreso y esto se puede realizar, por ejemplo, mediante una brida de contacto. Una brida de contacto de este tipo
puede llegar a la parte libre o superior del sensor piezoeléctrico desde otra area de conexion eléctrica junto con la
linea de conexion, en concreto como pista del circuito impreso. También un método de enlace es una posibilidad, es
decir usar un hilo de enlace como brida de contacto. La brida de contacto puede ser también un moédulo SMD
estandar, por ejemplo una resistencia SMD 0 Ohm.

[0014] Como alternativa, el contacto eléctrico se puede realizar mediante una capa conductora grabada, que esta
grabada sobre una capa de aislamiento grabada previamente en el soporte.

[0015] De esta forma se puede preveer que esta otra conexion eléctrica situada en la parte libre del sensor
piezoeléctrico sea respectivamente una conexién a un dispositivo de interpretacion que esté presente para cada
sensor piezoeléctrico de forma individual. La otra conexion, que se realiza directamente en el sensor mediante un
area de contacto en el circuito impreso, puede ser entonces una conexion al terminal de masa comun. Esta claro
que esto también puede llevarse a cabo de una manera distinta. La ventaja de usar una conexion a terminal de
masa comun en el lado libre del sensor piezoeléctrico es que puede utilizarse una brida de contacto mdltiple. Este se
puede configurar de tal manera para que contacten en uno o dos puntos de fijacidn, varios sensores del circuito
impreso, en particular todos. Un contacto eléctrico de una brida de contacto de este tipo en la parte libre del sensor
piezoeléctrico, puede tener lugar simplemente mediante presion con contacto o por adherencia con pegamento
conductor de electricidad.

[0016] Como alternativa a una brida de contacto 0 a una brida de contacto mdltiple que se configura, por ejemplo,
como abrazadera de metal sencilla de hilo o una tira de lamina plana, también puede realizarse un contacto eléctrico
a la parte libre del sensor piezoeléctrico por medio de otro circuito impreso colocado encima y que presenta los
contactos correspondientes. Estos contactos pueden tener lugar bien directamente en el sensor piezoeléctrico o bien
realizarse mediante dispositivos puente con resortes o cuerpos elasticos, posiblemente también por medio de un
pegamento conductor de la electricidad mencionado anteriormente.
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[0017] Como alternativa a un contacto en la parte superior e inferior del elemento sensor, también pueden realizarse
ambos contactos en un mismo lado, donde el sensor piezoeléctrico esta dispuesto de tal manera sobre el circuito
impreso que muestra por un lado una superficie de conexion de la pieza de ceramica piezoeléctrica del sensor
piezoeléctrico al circuito impreso y directamente esta soldada y/o pegada al circuito impreso. Por otro lado, se suelda
o se adhiere al circuito eléctrico la superficie anular residual sobresaliente de una membrana de metal que se
muestra a su vez en el circuito eléctrico, en la que esta adherida el elemento de ceramica piezoeléctrica, y de esta
forma se realiza un contacto eléctrico. De este modo puede evitarse un contacto sobre la parte superior. La ventaja
especial es que asi el montaje total y el contacto del sensor piezoeléctrico se realiza mediante un proceso de
adhesion o de soldadura.

[0018] En la parte del sensor piezoeléctrico que se desvia del circuito impreso, puede preverse, para que haya un
contacto eléctrico, una divisién en varias superficies conductoras de la electricidad que se conectan respectivamente
de forma separada las unas de las otras. Asi, una sola pieza de cerdmica piezoeléctrica funcional puede subdividirse
en varios sensores, por ejemplo en dos, tres o cuatro sensores. Las superficies conductoras de la electricidad
pueden presentar ventajosamente una forma que difiere de una estructura dividida rectilinea rectangular o circular.
En este caso, las superficies parciales formadas de este modo se pueden enrollar unas en otras. De esta manera, se
puede alcanzar una sensibilidad especialmente bien fortalecida en direcciones desviadas.

[0019] Mediante la disposicién que se ha descrito anteriormente de los elementos de ceramica piezoeléctrica que
apunta al circuito impreso con sus varias superficies parciales eléctricas, las superficies de contacto o las
almohadillas para soldadura de la imagen de impresion del circuito impreso se distribuyen en el mejor de los casos
de forma similar a la estructura de las superficies parciales de tal modo que todas las superficies parciales eléctricas
asi como una superficie anular residual de una membrana de metal que sobresale hacia el circuito impreso, pueden
ser contactadas eléctricamente de forma directa con el circuito impreso

[0020] Fundamentalmente, los sensores piezoeléctricos se pueden emplazar indistintamente en el dispositivo de
mando como elementos de control. Es conveniente que se forme al menos una linea de sensores piezoeléctricos, en
especial para configurar un elemento de control en su totalidad en forma de lineas totalmente alargadas segun el
método del deslizador citado. La serie de sensores piezoeléctricos puede conformarse de forma sencilla, como
alternativa también puede ser curvada o en curvatura.

[0021] En un desarrollo ventajoso de la invencién pueden disponerse varios sensores piezoeléctricos, en particular
todos, en varias lineas continuas y paralelas. Especialmente ventajosas son dos lineas, donde los sensores
piezoeléctricos estan dispuestos de forma opuesta respectivamente en las lineas.

[0022] Como ya se ha explicado, de forma ventajosa estan previstos varios sensores piezoeléctricos en el dispositivo
de mando. En configuracion ventajosa de la invencion, todos se forman idénticamente. Pueden presentar una forma
rectangular alargada con un lado largo y un lado corto, donde, en una configuracién ventajosa de la invencién, los
lados largos se encuentran el uno junto al otro. Esto junto con una distancia descrita muy pequefia entre los
sensores piezoeléctricos es muy adecuado sobre todo para formar el deslizador citado previamente. Y para esto en
otra configuracion ventajosa de la invencién puede estar previsto que los sensores piezoeléctricos se dispongan de
forma adyacente con sus lados largos y fundamentalmente en paralelo los unos respecto a los otros No obstante,
estos lados largos se giran aproximadamente en un angulo de entre 15° y 90° respecto a una linea, preferiblemente
de entre 45° hasta 60° y 80°, a lo largo de los cuales se sitian aproximadamente los sensores piezoeléctricos. Si
para realizar el manejo se pasa un dedo con una determinada superficie apoyandolo, se puede lograr que sea
posible registrar este dedo o0 su posicidn por al menos un sensor piezoeléctrico, ya que este se encuentra encima.
Por tanto, no puede caerse, por asi decirlo, en el intersticio entre dos sensores ni tampoco se puede situar ni fijar
ahi. Sin embargo, los sensores piezoeléctricos también pueden disponerse opcionalmente de cualquier forma y de
forma desordenada en el circuito impreso.

[0023] Con la disposicion del dispositivo de mando en el cuadro de mando se puede prever que el médulo de circuito
impreso y sensores piezoeléctricos se adhieran y se fijen mediante una cinta adhesiva de doble cara con su parte
frontal a la parte trasera del cuadro de mando. Esta cinta adhesiva de doble cara se puede configurar a modo de
lamina y deberia presentar un espesor pequefio de aproximadamente 0,2 mm o 0,1 mm o incluso menos. A través
del espesor de la cinta adhesiva puede tener lugar una compensacion de tolerancias. Esta cinta adhesiva de doble
cara permite que se pueda realizar un montaje previo de la fijacion o la adhesién mediante la colocacién de la parte
de trabajo en el dispositivo de mando. Como alternativa, la adhesion se puede realizar al aplicar el pegamento con
una pelicula adhesiva plana. Por regla general, una adhesiéon presenta la ventaja de que se garantiza un
acoplamiento rigido sensible a la presion del circuito impreso al panel de mando.

[0024] Al disponer el sensor piezoeléctrico en el circuito impreso y por su disposicién en la parte trasera del cuadro
de mando, se puede prescindir de un contracojinete para los sensores al aprovechar una flexién, aunque esta sea
baja, del cuadro de mando poniendo un dedo o algo similar y transmitiendo esta curva al sensor piezoeléctrico,
como por lo demas es necesario para un dispositivo de mando como el que se describe. El estado de la técnica
segun el documento DE 198 11 372 Al aln necesita contracojinetes de este tipo, lo cual implica otros gastos en
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componentes y montaje. De este modo, la parte del sensor que se desvia del cuadro de mando puede quedarse
esencialmente, preferentemente de forma completa, libre. Asi se simplifica tanto la estructura del dispositivo de
mando como también la colocacién en el cuadro de mando.

[0025] En configuracién posterior de la invencion se puede prever que el cuadro de mando presente aberturas y que
detras de estas se sitlen indicadores luminosos. Estos indicadores luminosos pueden llevarse a cabo mediante LED
y requieren aberturas, sobre todo cuando el cuadro de mando es de metal u otro material transparente. Este tipo de
indicadores luminosos en forma, por ejemplo, de LED o de visualizadores de siete segmentos también pueden
disponerse en el circuito impreso, donde también estan situados los sensores piezoeléctricos. La invencién es
especialmente idénea para cuadros de mando de metal, en especial de acero inoxidable o de aluminio. Su espesor
puede ascender a aproximadamente un milimetro o menos, quiza también algo mas. Ventajosamente el espesor del
material permanece invariable sin ningln tipo de reduccién en el area del sensor piezoeléctrico, de modo que se
simplifica la fabricacion de este cuadro de mando de una sola pieza de metal. Mediante la estructura del dispositivo
de mando segun la invencidon también puede distinguirse, en cuadros de mando relativamente gruesos y de esta
forma relativamente rigidos, la colocaciéon de un dedo con una fuerza no demasiado grande, por ejemplo 1 N o
incluso bastante menos, mediante un sensor piezoeléctrico, al igual que también se distinguen en concreto respecto
al lugar de la presién con varios sensores piezoeléctricos adyacentes con poco espacio entre ellos. También pueden
recogerse grandes presiones de pulsacion, por ejemplo mucho mayores que 10 N, por ejemplo, para teclados a
prueba de vandalos.

[0026] En otra configuracion de la invencion, el dispositivo de mando presenta ventajosamente una interpretacion de
sefial que puede ser también a la vez un accionamiento para los sensores. Esta puede presentar una adaptacion de
impedancia de la sefial producida por un sensor piezoeléctrico o transformar la impedancia de una sefial medida de
esta. Una adaptacion de impedancia de este tipo presenta ventajosamente una conexion de transistor y esta
conectada a un microcontrolador que a su vez forma parte de la interpretacion de sefial y es probable que también
sea el control. Al perfeccionar la invencion se pueden proporcionar medios de diferenciacion en la interpretacion de
sefial que formen una diferencia de sefial entre dos sensores piezoeléctricos adyacentes. Para esto los medios de
diferenciacion se conectan respectivamente con los sensores, donde una salida de un medio de diferenciacion se
alimenta a otro tratamiento o interpretacién. Ventajosamente puede estar previsto que el dispositivo de mando
presente al menos tres sensores piezoeléctricos y que dos sensores piezoeléctricos adyacentes estén conectados
respectivamente de forma directa con un medio de diferenciacién cada uno. Por tanto, de esta manera pueden
conectarse el primer y el segundo sensor a un primer medio de diferenciacion, el segundo y el tercer sensor a un
segundo medio de diferenciacion, etc. Entonces, la salida de medios de diferenciacion adyacentes se pasa a la
interpretacion de sefial para determinar en qué sensor 0 en qué punto se encuentra el mayor cambio de sefial. En
este caso, como medio de diferenciacion pueden estar previstos ventajosamente amplificadores operacionales, que
pueden presentar una amplificacion de sefial conectada secuencialmente para realizar una identificacién segura. En
configuracion alternativa de la invenciébn pueden estar construidos los medios de diferenciacion con un
microcontrolador, que puede usarse también para la interpretacion de sefial, y no con mdédulos discretos como
amplificadores OP. Entonces el resultado de una adaptacién de impedancia puede darse directamente a una
entrada de convertidor A/D de un microcontrolador, siempre que no haya ningtin amplificador OP separado.

[0027] Estas y otras caracteristicas se desprenden tanto de las reivindicaciones como también de la descripcién y las
figuras, donde se realizan las caracteristicas individuales respectivas por si mismas o en conjunto en forma de
subcombinaciones, en una forma de realizacién de la invencidn y sobre otros dmbitos, ademéas pueden presentar
realizaciones protegibles por si mismas, para las cuales por la presente se solicita proteccion. La subdivision de la
solicitud en parrafos separados y subtitulos no limitan la validez general de las declaraciones hechas a continuacion.

Breve descripcion de las figuras

[0028] Los ejemplos de la realizacion de la invencién se presentan en figuras de forma simplificada y se explican con
mas detalle a continuacion. Las figuras ilustran:

Fig. 1: una representacion en corte lateral con una primera formacion de un dispositivo de mando segun la invencién
con sensores piezoeléctricos sobre un circuito impreso en la parte trasera de una placa.

Fig. 2: una perspectiva trasera del dispositivo de mando de la Fig. 1 que representa la conexion eléctrica del sensor
piezoeléctrico.

Fig. 3: un dispositivo de mando alternativo que se corresponde con una representacion simplificada de la Fig. 2.

Fig. 4: un diagrama de la oscilacion de la sefial en la via de contacto a través del dispositivo de mando segun la Fig.
3 al mover un dedo de izquierda a derecha.

Fig. 5: una variante del dispositivo de mando de la Fig. 3 con los sensores dispuestos de manera oblicua a la
direccion longitudinal.

Fig. 6: el diagrama que corresponde a la oscilaciéon de sefial en la via de contacto similar a la Fig. 4 respecto al
dispositivo de mando segun la Fig. 5.

Fig. 7: una interconexién para interpretar la sefial de un sensor piezoeléctrico.

Fig. 8: otra interconexidon para interpretar la sefial de varios sensores piezoeléctricos mediante el proceso de
interpretacion de diferencias segun la invencion.

Fig. 9: de nuevo, un dispositivo de mando alternativo similar a la Fig. 3.
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Fig. 10: el diagrama que corresponde a la oscilacidon de sefial en la via de contacto similar a la Fig. 4 respecto al
dispositivo de mando segun la Fig. 9.

Fig. 11: otra variante del dispositivo de mando de la Fig. 3 con dos filas de sensores alargados.

Fig. 12 el diagrama correspondiente a la oscilacion de sefial en la via de contacto respecto al dispositivo de mando
segun la Fig. 11.

Fig. 13: una representacion ampliada de un sensor dividido en dos partes.

Fig. 14: otra variante de una configuracién de un sensor con una divisién especial de su superficie.

Fig. 15: otra variante del dispositivo de mando de la Fig. 11 con elementos sensores en dos filas a modo de una
especie de cuadro.

Fig. 16: el diagrama que corresponde a la oscilacion de sefial en la via de contacto respecto al dispositivo de mando
segun la Fig. 15.

Fig. 17-19: una variante del dispositivo de mando de la Fig. 1 con sensores piezoeléctricos sobre un circuito impreso
en el lado trasero de una placa en variacion de la de la Fig. 1.

Descripcion detallada de los ejemplos de realizacion

[0029] En la Fig. 1 se representa un dispositivo de mando 11 segin la invencién tal y como puede utilizarse, por
ejemplo, para un aparato eléctrico citado anteriormente o ser una parte de él. El dispositivo de mando 11 presenta
una placa 13, por ejemplo como placa de grandes dimensiones del aparato eléctrico. La placa puede consistir en
plastico o chapa de metal, por ejemplo de acero inoxidable. Presenta una parte frontal 14, en la que se coloca en el
medio una fuerza representada por una flecha. Esta fuerza puede ser generada por un operador a través de la
colocacion o la presion de un dedo sobre la parte frontal 14.

[0030] En la parte trasera 15 de la placa 13 esta prevista lo que podriamos llamar funcionalidad del dispositivo de
mando 11. Para ello en la placa 13 se fija un circuito impreso 19 a modo de soporte para los sensores
piezoeléctricos 22 mediante una cinta adhesiva 17, que es adhesiva por ambos lados y también puede ser sustituida
por una capa adhesiva. Los sensores piezoeléctricos 22a hasta ¢ se montan en la parte trasera 20 del circuito
impreso 19. Es cierto que en principio también se pueden montar directamente en el circuito impreso 19 con un
proceso de revestimiento como, por ejemplo, impresion serigrafica o similar a modo de mddulos de pelicula gruesa.
Sin embargo, de manera ventajosa se fabrican como médulos separados, por ejemplo como se ha descrito
anteriormente en un disco de cerdmica piezoeléctrica y una membrana de metal y a continuacioén fijarlos en el
circuito impreso 19. Entonces, como medio de fijacion se proporciona una adhesion, en especial con un pegamento
conductor de la electricidad.

[0031] Por un lado, se produce un contacto eléctrico en un sensor piezoeléctrico 22 en su parte superior 23, lo que
més adelante se describe de manera méas detallada. Por otro lado, se produce un contacto eléctrico en la parte
inferior por el area de contacto 25c representada en la Fig. 2 con la linea de puntos vista desde arriba, que pasa en
una pista de contacto a tierra 26 en el circuito impreso 19. Las areas de contacto 25 y pista de contacto a tierra 26 se
montan como vias de cobre normales en el circuito impreso 19 y conectan el contacto a tierra de todos los sensores
piezoeléctricos 22 entre si. Entonces, sobre este area de contacto 25, que en el tamafio puede formarse de forma
muy diversa, se montan los sensores piezoeléctricos 22, de forma ventajosa se pegan.

[0032] A la izquierda al lado de los sensores piezoeléctricos 22a hasta ¢ se prevén respectivamente las areas de
contacto 28a hasta c, que presentan respectivamente pistas de conexién 29a hasta c. Estas areas de contacto 28
junto con las pistas de conexién 29 también se montan en el circuito impreso 19 al igual que las areas de contacto
25 descritas anteriormente y la pista de conexion 26, de forma ventajosa como vias de cobre. El contacto eléctrico
de un area de contacto 28 en la parte superior 23 del sensor piezoeléctrico 22 se realiza mediante bridas de
contacto 3la hasta c. Estas estan curvadas en forma de U, como se puede ver en la Fig. 1, y consisten en una
chapa de cobre elastica y delgada. Un extremo se fija a un area de contacto 28, por ejemplo, se suelda fijamente. El
otro extremo se encuentra en la parte superior 23 bajo un pretensado. Para que aqui también pueda haber una
conexion resistente, se fija mediante por ejemplo soldadura o adhesién. Cada sensor piezoeléctrico 22a hasta ¢
individual se monitoriza o evalla respectivamente por las pistas de conexién 29 a hasta c. El montaje tanto de los
sensores piezoeléctricos 22 como también de la brida de contacto 31 se puede llevar a cabo de forma automaética, lo
cual posibilita una produccion mas rapida y precisa en grandes cantidades.

[0033] En la Fig. 3 se representa una perspectiva desde arriba en otro dispositivo de mando 111, que también
presenta tres sensores piezoeléctricos 122a hasta c. No se representan sus conexiones eléctricas en aras de la
claridad, no obstante, pueden estar formadas en correspondencia con las del dispositivo de mando 11 segun las Fig.
1 y 2. Ademas, aqui se prevén como una variante del otro dispositivo de mando una forma rectangular para
sensores piezoeléctricos 122. En particular, aqui el dispositivo de mando 111 no debe distinguir sélo el detonante
puntiforme respectivo, por decirlo asi, de una funcibn de mando mediante la aplicacion de una fuerza a
consecuencia de la colocacién de un dedo sobre la parte frontal de la placa de forma relativamente central sobre un
sensor piezoeléctrico. También debe ser posible arrastrar un dedo puestos y que presiona, sobre la zona del sensor
piezoeléctrico 122. Este dispositivo de mando se conoce también como deslizador y se desprende, en principio, por
ejemplo de los documentos DE 102004024835 B3, DE 102004044355 o del DE 102005018298. Entonces, estos
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movimientos lineal y que se arrastra se puede combinar con distintas funciones de mando, lo que, sin embargo, no
es relevante para la solicitud de la presente patente. La solicitud de la presente patente trata mas bien sobre la
estructura constructiva de un dispositivo de mando de este tipo, sobre todo, en relacion con varios sensores
dispuestos uno al lado del otro, para la realizacién y sobre todo la valoracion de esta funcion deslizadora.

[0034] Es evidente que la colocacién de una fuerza en la parte frontal de la placa correspondiente a la Fig. 1 también
provoca una flexion de la placa, aunque puede ser muy pequefia, por ejemplo en el margen de um. Esta flexion de la
placa también provoca una flexién del circuito impreso y, por lo tanto, también de los sensores piezoeléctricos, lo
que puede ser bien valorado. Sin embargo en el caso de materiales relativamente rigidos para la placa no se evita
por completo, que tenga lugar una flexion, no solo por medio de un Unico sensor piezoeléctrico, que deba ser
digamos accionado, sino también por medio de sensores adyacentes y, por lo tanto, también aqui se produce una
oscilacion de sefial, aunque esta sea muchisimo mas pequefia. Precisamente para esta funcion deslizadora como
en la Fig. 3 si los sensores piezoeléctricos 122 estan relativamente cerca los unos de otros, se pueden solapar las
sefales, por decirlo asi. Esto se puede deducir del diagrama de la Fig. 4, donde la oscilacién de sefial S se aplica
dependiendo del punto en la via de contacto B. Se aprecia que la oscilacion de sefial S es respectivamente mayor
en un eje central representado con linea de puntos de cada sensor piezoeléctrico 122. A la derecha o izquierda de
este eje, la oscilacion de sefial S disminuye con una distancia creciente. El transcurso lineal que aqui se representa
es una simplificacién y, en la practica, no debe ser necesariamente lineal, sin embargo representa aproximadamente
las proporciones.

[0035] Se puede también reconocer que al deslizar un dedo, por decirlo asi, se recorre la via de contacto B. Siempre
hay areas en las cuales la oscilacion de sefial S entre los sensores piezoeléctricos 122 es aproximadamente igual de
grande en los dos sensores, es decir alli donde se cortan ambas curvas triangulares. En esta zona hay también un
area de solapamiento llamada U, en la que una sefial S es respectivamente pequefia en ambos sensores. Al
compararlas entre si también aqui se puede registrar el lugar exacto de contacto o la via de contacto B. Mas
adelante esto se explica con més detalle.

[0036] En la Fig. 5 se representa una variante de la Fig. 3 con un dispositivo de mando 211 junto con un circuito
impreso 213. En principio, los sensores piezoeléctricos 222, que estan construidos de forma similar con partes
superiores 223, se giran en este caso aproximadamente 30° en comparacién con el eje longitudinal, a lo largo del
cual se encuentran los sensores tanto en la Fig. 3 como también en la Fig. 5. Dado que la flexién de la placa al
ejercer una presion dactilar no es solo simplemente puntual, sino que se extiende sobre un area determinada, y esta
area al realizar un movimiento a lo largo de la direccion longitudinal de la disposicion del sensor piezoeléctrico 222
tiene a su vez una extension vertical respecto a esta direccion de movimiento, los sensores o las oscilaciones de
sefial S mas fuertes medidas de estos se solapan en mayor medida. Esto se desprende del diagrama de la Fig. 6,
donde el solapamiento U es considerablemente mas ancho que en la Fig. 4. Esta es por tanto la ventaja mencionada
al principio de la posicion oblicua de sensores alargados o de forma rectangular alargada. Aqui se puede registrar
mejor la posicion de un dedo que ejerce presion entre los elementos sensores, ya que existe una oscilacion de sefial
S mayor en la zona intermedia de los sensores, es decir, en el area de solapamiento U.

[0037] En el diagrama de conmutacion de la Fig. 7 se representa como se puede formar una adaptacion de
impedancia en un proceso segln la invencion para interpretar la sefial de un sensor piezoeléctrico 22. Se aprecia
cémo la pista de contacto a tierra 26 se guia a través de una resistencia R3 contra masa, mientras se conecta una
fuente de tensién continua V1 a través de la resistencia R1. A través de la resistencia R5 se conectan las
conexiones 29 y los contactos a tierra 26. Ademas, esta conexion va a la base de un transistor T1 y también esta
conectado a masa a través del condensador C1. La tension de alimentacion V1 esté en el transistor T1 sobre la
resistencia R2 y este a la vez se conecta a masa a través de una resistencia R4. Una salida de sefiales Toun va del
circuito a una entrada In; de un mando 33 que se configura en un microcontrolador. Ademas, las salidas de sefial del
otro sensor piezoeléctrico 22 van igualmente al mando 33, tal y como se representa a través de la salida de sefiales
Toue- La funciéon de esta adaptacion de impedancia es facil de comprender.

[0038] Puesto que la obtencién de sefal se basa en el efecto piezoeléctrico del sensor piezoeléctrico 22, se
devuelven tensiones de sefial relativamente altas pero muy poca corriente de sefial. Por tanto, la adaptacion de
impedancia descrita anteriormente es una ventaja para una interpretacion electrénica. Para ello, se ha desarrollado
la conexion de transistor segun la Fig. 7, se puede llevar a cabo de forma relativamente econdmica. Las salidas de
sefiales Tout Se pueden conectar directamente en la entrada del convertidor A/D del microcontrolador 33.

[0039] En la Fig. 8 se representa cOmo se pueden interpretar con un proceso de mediciéon de diferencias segun la
invencion las sefales, separandose de un procesado de sefial en el sensor piezoeléctrico 22 individual. En
particular, a se puede mejorar la interpretaciéon tanto con un accionamiento puntiforme como también con un
accionamiento mediante un deslizador citado anteriormente.

[0040] Para ello se conecta un primer sensor piezoeléctrico 22a a la entrada negativa de un de amplificador OP 35a
a través de una conexion 29a. La conexién 29b de un segundo sensor piezoeléctrico 22b se conecta tanto a la
entrada positiva del mismo amplificador OP 35a como también a la entrada negativa de un segundo amplificador OP
35b. La conexion 29c de un tercer sensor piezoeléctrico 22c se conecta a la entrada positiva del amplificador OP
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35b. Si se desea se puede continuar de esta forma para otros sensores piezoeléctricos.

[0041] La salida del amplificador OP 35a se forma mediante la sefial de salida con la diferencia de sefales del
segundo sensor piezoeléctrico 22b y del primer sensor piezoeléctrico 22a. En el amplificador OP 35b se halla la
diferencia entre las sefiales del tercer sensor piezoeléctrico 22c y del segundo sensor piezoeléctrico 22b. Estas
diferencias de sefiales van a una entrada de sefial In(n) del mando 33 para interpretar en qué punto o en qué sensor
22 ha dado lugar al accionamiento.

[0042] Una caracteristica esencial para que el dispositivo de mando funcione de forma correcta e independiente, es
un procesado de sefial inteligente. Las interferencias perturbadoras pueden ser interferencias de compatibilidad
electromagnética como, por ejemplo, impulsién de sonido o erupcién. Puesto que aqui el dispositivo de mando
descrito se basa en tecnologia piezoeléctrica, se trata de una unidad acustica, por decirlo asi, que a su vez se
expone a interferencias acuUsticas. Estas son mdltiples y pueden ser impulsiones de sonidos propagado por
estructuras sélidas a través del zumbido de motor, sacudidas en la placa operativa, sonido del aire etc.

[0043] Para hallar una posibilidad de compensacion de las magnitudes perturbadoras o interferencias perturbadoras,
se puede llevar a cabo una contemplacion tedrica sobre el comportamiento temporal de la impulsion perturbadora o
de la entrada de magnitud perturbadora en cada uno de los sensores. Si se parte de la base de que la velocidad de
sonido en un cuerpo, por ejemplo en un cuadro de mando de metal, es mucho mayor que la velocidad de la
operacion, es decir de la presion de un dedo, se puede partir de que la modificacion de amplitud a través del
acoplamiento perturbador se ajusta casi en la misma fase a cada sensor piezoeléctrico, es decir la modificacion de
sefial se lleva a cabo digamos en la misma direccion en todos los sensores.

[0044] Partiendo de este hecho, se puede aplicar un método para la eliminacion de las interferencias perturbadoras,
formando la diferencia de sefial descrita entre los sensores adyacentes. Con una misma modificacion de sefial a
través de las interferencias perturbadoras, la suma de sefial sera igual a cero. Sin embargo, en el caso de que se
accione un sensor correctamente, este experimenta otra oscilacion de sefial que los sensores adyacentes y la
diferencia de sefial sera claramente positiva 0 negativa segun la presion o la soltura de los sensores.

[0045] Para aumentar la compensacion de las interferencias perturbadoras, esta formacion de diferencia puede
llevarse a cabo entre varios sensores adyacentes, si se desea. Aqui es valido que el sensor presionado frente a
todos los demas sensores segun la formacion de diferencia siempre tiene que formar un maximo, véase la Fig. 8.

[0046] En una configuracion de ensayo se probo el efecto de este tipo de compensacién mediante formacion de
diferencia de sefial mediante un circuito de amplificacién operacional con una ampliacién de sefial conectada a
posteriori. Asi se podia alcanzar una distancia muy buena entre la sefial Gtil y la sefial perturbadora, es decir, la
relacion sefal-interferencia. De esta forma se podia configurar, por un lado, el dispositivo de mando muy sensible a
la presion y, por otro lado, se mostraba que la interferencia por presiéon en los sensores adyacentes se podia casi
eliminar mediante la flexion total de la placa.

[0047] En la aplicacion posterior, la compensacion de magnitud perturbadora se puede llevar a cabo de acuerdo al
sentido comUn de una forma econdmica y practica en el microcontrolador. Por tanto, segun la Fig. 7, como circuito
electrénico solo es necesaria una adaptacion de impedancias para cada sensor, la cual ya incluye una amplificacién
de sefial.

[0048] En el ejemplo de realizaciébn segun la Fig. 9 se representa un dispositivo de mando 311 que
fundamentalmente es similar al que se representa en la Fig. 3. Sin embargo, en este caso los sensores
piezoeléctricos 322a, 322b y 322c no se orientan con su longitud en sentido trasversal a la direccion de extension
que se corresponde a la via de contacto B, sino que se orientan en su direccién longitudinal. Por tanto, se giran 90°
en relacién con la Fig. 3 y presentan una distancia menor entre ellos. En el diagrama correspondiente de la
oscilacion de la sefial S a través de la via de contacto B segin la Fig. 10 se representa la oscilacion de sefial S
respectivamente para la direccion Y y para la direccién X. A causa de la extension longitudinal a lo largo de la linea
donde se disponen los sensores piezoeléctricos 322, los recorridos de la oscilacién de sefial S son méas anchos o
mas amplios, como muestran los dibujados anteriormente. De tal modo se puede lograr que tenga menor efecto una
presion que se realice fuera de la superficie de contacto de los sensores piezoeléctricos 322 en esta direccion Y que
es transversal a la via de contacto B. Asi se posibilita una especie de sensibilidad orientada a lo largo de o en
direccion a la via de contacto B.

[0049] De nuevo, en el otro dispositivo de mando 411 segun la Fig. 11 se disponen dos filas paralelas de sensores
piezoeléctricos, donde cada una de estas lineas se corresponde con la disposicion de la Fig. 9 y solamente se forma
de una manera un poco mas estrecha. En la fila superior estan los sensores piezoeléctricos 422a, 422b y 422c. En
la inferior, paralela, estan los sensores piezoeléctricos 422a’, 422b' y 422c' que presentan una distancia pequefa.
Mediante esta disposicion se consigue de nuevo, en comparacion con la Fig. 9, una sensibilidad fortalecida
orientada en la direccion X, es decir en direccion a la via de contacto B. El solapamiento de sefial marcado U es
también bastante grande. De nuevo la sensibilidad fortalecida orientada provoca que una presion en el centro se
localice muy bien y pueda ser reconocida si la oscilacion de sefial S del sensor piezoeléctrico superior e inferior es
igual o casi igual. Sin embargo, en cuanto las oscilaciones de sefial difieran significativamente las unas de las otras,
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se rechaza la sefial o la presion. Entonces, un punto de la via de contacto B se desvia demasiado tendencialmente
de la linea de contacto B en direccion Y, por tanto, ya no se corresponde con el contacto o accionamiento prescrito.

[0050] En lugar de los dos sensores piezoeléctricos situados respectivamente uno encima del otro, también es
posible utilizar un Unico sensor piezoeléctrico y dos partes superiores separadas o colocar estos electrodos
generales de forma fija a modo de toma de sefal. De corresponde de forma meramente funcionalidad con con dos
sensores piezoeléctricos, solamente el gasto mecanico o constructivo se reduce un poco.

[0051] En el esquema segun la Fig. 13 se representa un ejemplo para este sensor piezoeléctrico 522 en cierto
sentido funcional dividido en dos partes. En un area de contacto 525 se encuentra simplemente el sensor
piezoeléctrico 522 en forma de disco con un diametro algo mas pequefio. Este presenta partes superiores divididas
en dos 523a y 523b o los correspondientes recubrimientos conductores de electricidad o electrodos, a los que se
sujetan las bridas de contacto que aqui no se representan y que corresponden respectivamente con las Fig. 1y 2.
De esta manera a partir de un sensor piezoeléctrico se forma un elemento dividido en dos, por asi decirlo, con el
gasto y las posibilidades de una interpretacion de sefial doble, pero el gasto constructivo de solo un sensor Unico o
el substrato de ceramica piezoeléctrica. Una linea de separacion 524 entre las partes superiores 523a y 523b o entre
los electrodos que en general las cubren, estaria en una disposicion correspondiente en correspondencia con la Fig.
11 en direccion de la via de contacto B, es decir en direccion X, . La ventaja de esta realizacion es sobre todo que
posibilita una medicién de diferencia muy precisa, puesto que los sensores estan situados formando parejas, por asi
decir, en el mismo substrato de cerdmica piezoeléctrica. En este caso, se anulan las tolerancias de tensién, que
pueden aparecer a causa de diferentes espesores del disco, polarizaciéon, adhesion, temperatura ambiente o
similares. En ambas caras superiores 523a y 523b surge la misma tensién Upx ¥ Unx al accionar mediante una
flexion igual a lo largo de la linea de separacién 524. Entonces, esta flexion es igual si se ejerce una presion justo en
el centro entre ambas partes superiores 523a y 523b, es decir, por encima de la linea de separacion 524. Esto cual
es ideal para identificar la posicion, fiel a las lineas, de la presion de contacto en una direccion, es decir, en la
direccion de la linea de separacion 524.

[0052] Es faciimente concebible que también se pueda realizar una division ain mas detallada en lugar de la
particion en dos de la parte superior del sensor piezoeléctrico. Por ejemplo, puede tratarse de una division de
cuadrante o tetrante que consiste en tres o0 cuatro segmentos circulares del mismo tamafio.

[0053] En la Fig. 14 se representa una variante optimizada, por decirlo asi, de un sensor piezoeléctrico dividido en
tres. Aqui se dispone a su vez un sensor piezoeléctrico en forma de disco 622 sobre un area de contacto metalica
625. Presenta tres partes superiores 623a, 623b y 623c con una forma idéntica cada una y divididas por las lineas
de separacion 624a a 624c. El trazado de las partes superiores 623 es dificil de describir. No obstante, su
configuracion es esencialmente de tal manera que, en primer lugar, forman aproximadamente un tercio del tamafio
del borde exterior del sensor piezoeléctrico 622 en el sentido contrario a las agujas del reloj y entonces, siguiendo la
misma direccidn de rotacion, discurren hacia la parte interior forman un tercio de un segmento circular. En cierta
manera, los lados superiores 623 son asi lineas helicoidales muy cortas que van hacia dentro y que constan de un
extremo interior agrandado. De este modo, se puede aumentar el didmetro efectivo y, por tanto, también la tension
piezoeléctrica Uy, en concreto en las direcciones indicadas en la Fig. 14 respectivamente. Dado que la tension de
electrodos, que se puede sacar en el sensor o predomina entre el area de contacto 625 y la parte superior 623, es
proporcional al diametro del sensor piezoeléctrico 622, es ventajoso que los segmentos de la parte superior 622
tengan un didmetro efectivo a ser posible grande en vertical a la linea curva. Con una misma flexion a lo largo de
esta linea de flexién, surge la misma tension Uy en dos partes superiores 623 opuestas entre si, por ejemplo 623a y
623c. Entonces, la flexion es igual si la presidon se ejerce justo en el centro entre ambos electrodos. Dado que esto
se puede evaluar respectivamente para dos pares de lados superiores opuestos entre si, con el gasto de valoracion
de tres tensiones puede tener lugar una localizacién de posicion centrada y precisa en cuanto a la posicion de la
presion o del lugar de accionamiento y de colocacion de un dedo. Ademas, esta conformacion también es posible
con una divisién menor o adn mayor.

[0054] En Fig. 15 se representa otra variante de un dispositivo de mando 711. Este se corresponde de nuevo con la
de la Fig. 11 mas o menos, donde se crea una especie de panel de mando de forma plana a través de cuatro
sensores 722a y 722a' uno sobre el otro y 722b y 722b' también uno sobre el otro. Segun la Fig. 16 se reconoce
cémo con un centro de presién trazado cerca del sensor piezoeléctrico 722a su oscilacion de sefial S es mayor que
en los otros. Por tanto, puede realizarse una localizacién bidimensional por medio de la relacion de cuatro niveles
diferentes de sefial u oscilaciones de sefial S de cada sensor piezoeléctrico. De esta forma, puede realizarse una
interpretacion no solo de forma adicional al accionamiento o a la puesta en marcha en una direccion o a lo largo de
una linea, sino también por encima de una superficie. De la primera forma se pueden disminuir los gastos por
ejemplo con respecto al dispositivo de mando 411 segun la Fig. 11 al suprimir sensores piezoeléctricos. Ademas,
puede afadirse otra direccién de accionamiento para disponer de mas posibilidades de control.

[0055] En la Fig. 17 esta representado otro dispositivo de mando 811 seguln la invencion con una placa 813 y una
parte frontal 814, de forma similar a como se dispone en la Fig. 1. En la parte trasera 815 de la placa 813 se fija un
circuito impreso 819 mediante una capa adhesiva 817, que se configura como soporte para los sensores
piezoeléctricos 822a, 822b y 822c en su parte trasera 820. En la perspectiva desde arriba del dispositivo de mando
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811 segun la Fig. 18 se observa que para los sensores piezoeléctricos 822 individuales se disponen por un lado
pistas conductoras 826 o areas de contacto o vias de cobre correspondientes y por otro lado las 826a' y 826b'. En la
representacion en corte muy agrandada segun la Fig. 19, se reconoce la estructura precisa. En la parte trasera 820
del circuito impreso 819 se fijan los sensores piezoeléctricos 822 a las pistas 826 y 826" mediante una soldadura de
estafio 827, que como alternativa también puede tratarse de un adhesivo conductor, es decir, de un pegamento
conductor de la electricidad. Esto tiene lugar de tal forma que se fijja mecéanicamente un disco de ceramica
piezoeléctrica 837 mediante una soldadura de estafio 827 a las pistas conductoras 826' y se conecta eléctricamente
a ellas. Para realizar mejor la soldadura los discos de ceramica piezoeléctrica 837 son provistos ventajosamente de
una fina capa metalizada, por ejemplo de una capa de plata.

[0056] La membrana de metal 838 del sensor piezoeléctrico 822, que esta unida de forma fija con el disco de
ceramica piezoeléctrica 837 mediante una adhesion o similar, esta conectada eléctricamente a las pistas
conductoras 826 en el areaexterna con una parte inferior mediante soldadura de estafio 827 y fijada
mecanicamente. Aqui también se puede usar un adhesivo conductor como alternativa. La pista conductora 826 se
puede formar por ejemplo a modo de un circulo parcial y rodear las pistas conductoras 826' o las areas de contacto
con una interrupcion, segun se pueden extraer de la Fig. 18.

[0057] Mediante las fijaciones y, sobre todo, los contactos eléctricos representados en las Fig. 17 a 19, donde se fija
el sensor piezoeléctrico con la parte de cerdmica al circuito impreso, se puede prescindir de las bridas de contacto
31 segun las Fig. 1 y 2. De este modo, todos los contactos eléctricos estan disponibles en el sensor piezoeléctrico
por una parte, es decir, ventajosamente por la parte que sefiala hacia el circuito impreso. Asi, todo el montaje y los
contactos eléctricos del circuito impreso junto con los sensores piezoeléctricos se pueden realizar en un Unico
proceso.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de mando (11, 111, 211, 311, 411,811) para un aparato eléctrico, con un cuadro de mando (13, 113,
213, 313, 413, 813) de forma variable o elastico, particularmente como marco o placa frontal del aparato eléctrico,
donde debajo del cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813) se sitla al menos un sensor piezoeléctrico (22,
22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-
822c), donde el al menos un sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c¢, 122a-122c, 222a-222c¢, 322a-322c, 422a-422c,
422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) se dispone en la parte de atras (20, 120, 220, 320,
420, 820) de un circuito impreso (19, 819) (19, 819), donde el circuito impreso (19,819) se sitta o se fija con la parte
frontal de enfrente de forma plana a la parte inferior del cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813), un sensor
piezoeléctrico (22, 22a-22c,122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’,
722b’, 822, 822a-822c) presenta un disco de ceramica piezoeléctrica (837), que se conecta con una membrana de
metal (838), caracterizado por el hecho de que en el circuito impreso (19,819) estan provistas areas de contacto
(25a-25c 525, 625, 725a, 725b, 725a’, 725b") conectadas a pistas conductoras (26, 826, 826a’; 826b") y un sensor
piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b,
722a’, 722b’, 822, 822a-822c) fijado de forma plana en relacién a un contacto eléctrico al area de contacto (25a-25c
525, 625, 725a, 725b, 725a’, 725b"), en el circuito impreso (19,819), donde el disco de cerdmica piezoeléctrica (837)
se dispone hacia el circuito impreso (19, 819) y hace contacto directamente con este o se suelda o se adhiere a
modo de contacto unilateral en lugar de un contacto de ambos lados.

2. Dispositivo de mando segun la reivindicacidon 1, caracterizado por el hecho de que en el circuito impreso
(19,819) (19,819) estan dispuestos varios sensores piezoeléctricos (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c¢, 322a-322c,
422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) en especial del mismo tipo, donde
preferiblemente la distancia entre ellos es menor que su anchura o longitud.

3. Dispositivo de mando segun la reivindicaciéon 1 o 2, caracterizado por el hecho de que un sensor piezoeléctrico
(22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822,
822a-822c) se configura en forma de disco o como disco delgado y plano, y con una parte plana fijada al circuito
impreso (19,819), particularmente se adhiere o se suelda.

4. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que un
sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a,
722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) consta solo de un disco de ceramica piezoeléctrica (837) con una conexion
eléctrica en la parte superior (23a-23c, 123a-123c, 223a-223c, 323a-323c, 423a-423c, 523a, 523b, 623a-623c, 723a,
723b) o parte inferior, donde preferiblemente la conexion eléctrica de la parte superior o inferior es conducida a la
otra parte a través de una metalizacion del disco de ceramica piezoeléctrica (837), de manera que ambos contactos
eléctricos se realizan solo en un lado.

5. Dispositivo de mando segun la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que un sensor piezoeléctrico (22,
22a-22c, 122a-122c¢, 222a-222c¢, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-
822c) se adhiere o se suelda al area de contacto (25a-25c 525, 625, 725a, 725b, 725a’, 725b") con un pegamento
conductor de la electricidad.

6. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones 1, 4 o 5, caracterizado por el hecho de que se realiza
otro contacto eléctrico en la superficie libre del sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-
322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’) a través de un segundo circuito impreso
dispuesto encima, que esta fijado particularmente al primer circuito impreso (19), donde preferiblemente se lleva a
cabo un contacto eléctrico del segundo circuito impreso (19, 819) con el sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-
122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’) y/o las areas de contacto
eléctricas (28a-28c) del primer circuito impreso (19) a través de contactores flexibles de plastico conductor de la
electricidad o similar.

7. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones 1, 4 o 6, caracterizado por el hecho de que en el lado
del sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a,
722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) opuesto al circuito impreso (19, 819) esta prevista, para que haya un contacto
eléctrico, una division en varias superficies conductoras de la electricidad (523a, 523b, 623a-623c), que se conectan
respectivamente de forma separada las unas de las otras.

8. Dispositivo de mando segun la reivindicacion, caracterizado por el hecho de que las varias superficies
conductoras de electricidad (523a, 523b, 623a-623c) presentan una forma que difiere de la estructura rectangular o
circular dividida en linea recta, donde particularmente las superficies parciales (623a-623c) se enrollan unas en
otras.

9. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones 4 0 5, caracterizado por el hecho de que otro contacto
eléctrico es el contacto a través de un conducto impreso, el cual esta impreso sobre una capa de aislamiento
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previamente impresa también en el soporte.

10. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que varios
sensores piezoeléctricos (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 722a, 722b,
722a’, 722b’, 822, 822a-822c), particularmente todos, estan dispuestos en una linea continua, preferiblemente en
una recta al menos en parte.

11. Dispositivo de mando segun la reivindicacion 10, caracterizado por el hecho de que varios sensores
piezoeléctricos (422a- 422c, 422a'-422c"), particularmente todos, estan dispuestos en varias filas continuas y
paralelas, preferiblemente dos filas, donde particularmente los sensores piezoeléctricos (422a-422c; 422a'-422c")
estan dispuestos uno frente al otro respectivamente en las filas.

12. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que estan
provistos varios sensores piezoeléctricos (22a-22c 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’) y
todos estos se forman idénticamente con una forma rectangular alargada con un lado largo y un lado corto, donde
preferiblemente los sensores piezoeléctricos (22a-22c 122a-122c, 222a-222c) se sitan apuntando los unos hacia
los otros por sus lados largos.

13. Dispositivo de mando segun la reivindicacion 12, caracterizado por el hecho de que los sensores
piezoeléctricos (222a-222c) se sitlan en paralelo los unos con los otros por sus lados largos y estos lados largos
estan dispuestos respecto a una linea, a lo largo de la cual se sitian los sensores piezoeléctricos (222a-222c),
girados en un angulo de entre 15° y 90°, en especial estan girados entre 45° y 80°.

14. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el
circuito impreso (19, 819) con los sensores piezoeléctricos (22, 22a-22c¢, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-
422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) se fija mediante una cinta adhesiva de doble
cara, en especial en forma de una lamina fina con un espesor de lamina aproximadamente inferior a 0,2 mm o
menos, con la parte frontal a la parte trasera (15, 815) del cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813).

15. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que se
configura sin un contracojinete para los sensores piezoeléctricos (22, 22a-22c¢, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c,
422a-422c, 422a’-422c¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) o su lado opuesto al cuadro de mando
(13, 113, 213, 313, 413, 813) queda esencialmente libre, preferiblemente se encuentra completamente libre.

16. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el
cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813) presenta aberturas y detras se sitian luces de indicacion,
particularmente LED, donde preferiblemente las luces de indicacion se disponen en el circuito impreso (19, 819) con
los sensores piezoeléctricos (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c¢, 322a-322c¢, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622,
722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c).

17. Dispositivo de mando segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el
cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813) es de metal, en especial acero inoxidable, con un espesor de
aproximadamente 1 mm, donde preferiblemente en el area del sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c 122a-122c, 222a-
222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a'-422c', 522, 622, 722a, 722b, 722a', 722b', 822, 822a-822c) el espesor quede
invariable, sin reduccion de espesor.

18. Dispositivo de mando segln una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el
dispositivo de mando (11, 111, 211, 311, 411, 811) presenta una interpretacion de sefial y esta presenta una
adaptacion de impedancia de la sefial producida por un sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c,
322a-322c, 422a-422c, 422a’- 422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c), preferiblemente con una
conexion de transistor y una conexiéon a un microcontrolador (33).

19. Dispositivo de mando segun la reivindicacion 18, caracterizado por el hecho de que en la interpretacién de
sefial estdn previstos medios de diferenciacion para formar una diferencia de sefial entre dos sensores
piezoeléctricos adyacentes (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622,
722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c¢) y se conectan a estos, donde la salida de este medio de diferenciacién se
alimenta de otro tratamiento o interpretacion, donde particularmente con al menos tres sensores piezoeléctricos (22,
22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-
822c), dos sensores piezoeléctricos directamente adyacentes (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c,
422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) estan conectados respectivamente con
un medio de diferenciacién y la salida del medio de diferenciaciéon conduce a una valoracién de sefial.

20. Dispositivo de mando segun la reivindicacién 19, caracterizado por el hecho de que los medios de

diferenciacion presentan amplificadores operacionales (35a, 35b) con una amplificacion de sefial conectada
adicionalmente.
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21. Dispositivo de mando segun la reivindicacién 19, caracterizado por el hecho de que los medios de
diferenciacion estan dentro de un microcontrolador (33) de la valoracion de sefial.

22. Método de interpretacion de sefial para registrar un accionamiento de un dispositivo de mando (11, 111, 211,
311, 411,811),

- donde el dispositivo de mando esta formado para un aparato eléctrico, con un cuadro de mando (13, 113, 213, 313,
413,813 ) de forma variable o elastico, particularmente como marco o placa frontal del aparato eléctrico, donde
debajo del cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413, 813) se sitla al menos un sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c,
122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c¢),
donde el al manos un sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c¢, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-
422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) se dispone en la parte de atras (20, 120, 220, 320, 420,
820) de un circuito impreso (19,819) (19,819), donde el circuito impreso (19, 819) se sitia o se fija con la parte
frontal de en frente de forma plana a la parte inferior del cuadro de mando (13, 113, 213, 313, 413,813), un sensor
piezoeléctrico (22, 22a-22c,122a-122c, 222a-222c¢c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’,
722b’, 822, 822a-822c) presenta un disco de cerdmica piezoeléctrica (837), que se conecta con una membrana de
metal (838), donde en el circuito impreso (19,819) se prevén areas de contacto (25a-25c 525, 625, 725a, 725b,
725a’, 725b") con pistas conductoras (26, 826, 826a’; 826b") conectadas a ellas y un sensor piezoeléctrico (22, 22a-
22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-
822c) fijado de forma plana para un contacto eléctrico con el area de contacto (25a-25¢ 525, 625, 725a, 725b, 725a’,
725b") en el circuito impreso (19,819), donde el disco de ceramica piezoeléctrica (837) se dispone apuntando hacia
el circuito impreso (19,819) y hace contacto directamente con este o se suelda o se adhiere a modo de contacto
unilateral en lugar de un contacto de ambos lados,

-donde el accionamiento del dispositivo de mando se registra dependiendo de una sefial de salida del sensor
piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b,
722a’, 722b’, 822, 822a-822c),

caracterizado por el hecho de que para la interpretacion de sefial, la sefial de salida del sensor piezoeléctrico (22,
22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-
822c) recorre una adaptacion de impedancia y el resultado de la adaptacion de impedancia se da directamente a
una entrada de convertidor A/D de un microcontrolador (33).

23. Procedimiento segun la reivindicacién 22, caracterizado por el hecho de que entre un sensor piezoeléctrico
(22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822,
822a-822c) y el proximo sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-
422c¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) directamente adyacente se forma una diferencia de
sefial entre sus sefiales de salida, donde entre cada sensor piezoeléctrico ((22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c,
322a-322c, 422a-422c¢, 422a’-422c’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) y sus adyacentes se forma
respectivamente la diferencia de sefal, donde las diferencias de sefial formadas se interpretan en un
microcontrolador (33) para determinar en qué sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c,
422a-422c, 422a’-422¢’, 522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) existe un maximo segun la formacion
de diferencias y este sensor piezoeléctrico (22, 22a-22c, 122a-122c, 222a-222c, 322a-322c, 422a-422c, 422a’-422c’,
522, 622, 722a, 722b, 722a’, 722b’, 822, 822a-822c) se interpreta como accionado para el detonante de una funcion
asignada a él a través del dispositivo de mando (11, 111, 211, 311, 411, 811).
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